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Dotyczy: postepowania przetargowego na dostawe urzgdzenia do nanoindentacji.

Zarzqdzanie Jakoscig
150 9001

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy Prawo zamodwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z pdin. zm.) przekazuje tes¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Specyfikacji Warunkéow
Zaméwienia.

Pytanie 1.
Czy Zamawiajgcy dopusci nanoindenter o ponizszych parametrach, ktéry umozliwia

taczenie réznych technik badawczych, w tym integracje ze skaningowym mikroskopem
elektronowym dla podgladu probki w czasie rzeczywistym, w trakcie wykonywania
badania?

Proponujemy urzadzenie, ktdre oprdécz mozliwosci pracy w standardowych warunkach
laboratoryjnych, bedzie umozliwia¢ prace w komorze skaningowego mikroskopu
elektronowego (SEM), dziata w potaczeniu z mikroskopem optycznym,
w synchrotronie, ze spektrometrem Ramana, XRD, w mikrotomografie uCT oraz
detektorem EBSD w SEM. Konstrukcja nanoindentera oparta jest na przetworniku
piezoelektrycznym.  Urzadzenie zapewnia szybkie ~mapowanie  witasciwosci
mechanicznych proébki.

Tryby pracy gtowicy:

e |ndentacji,

e testera zarysowan,

e tribologicznym w ruchu posuwisto-zwrotnym (badania procesu zuzycia),

e wytrzymatosciowym: mikro-rozciggania (ruch gtowicy w osi z musi pozwalaé na
rozcigganie probki) i $ciskania,

e oscylacyjnym ze zmienng czestotliwoscig przyktadanego obcigzenia,

e badan zmeczeniowych ze zmienng czestotliwoscig przyktadania obcigzenia do
200Hz,

e badan uderzeniowych (tzw. Impact tests),

e szybkiego mappingu,
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e testy skoku predkosci odksztatcenia,

e testy w trybie mapy indentacji lub mapy zarysowan,

e testy ze zmienng czestotliwoscig przy statej amplitudzie (tzw. Frequency
sweep),

e testy ze zmienng amplitudg przy statej czestotliwosci (tzw. Amplitude sweep).

Parametry techniczne gtowicy:

e System posiada kontroler zewnetrzny, umieszczany obok mikroskopu SEM do
obstugi zgrubnej urzadzenia (do kontroli przemieszczenia XY i wgtebnika w osi
Z) z krokiem regulowanym od 1pum

e System pracuje w oparciu o prawdziwg regulacje gtebokoscig z petlg
sprzezenia zwrotnego,

e Mozliwos¢é ustawienia testu w oparciu o gtebokos¢ lub site

e Rozdzielczos¢ przemieszczenia < 1 nm

e  Poziom szumoOw przemieszczenia 1 nm

e Maksymalna gtebokos¢ zagtebienia w prébke uruchamiana piezoelektrycznie
do 40um z rozdzielczoscig 2nm (szerszy zakres) oraz do 2,7um z rozdzielczoscig
0,15nm (wezszy zakres). Czujnik pozycji zintegrowany dla operacji zapetlonych

e Zakres pozycjonowania w osi Z 22 mm z rozdzielczo$cig 2nm. Czujnik pozycji
zintegrowany dla operacji zapetlonych

e (Cela obcigzeniowa do max. 0,5 N (poziom szumow 4 uN)

e Maksymalna czestotliwos¢ zbierania danych 50kHz

o Maksymalna predkos¢ przemieszczenia 100 um/s

e Zakres pozycjonowania probki w osich XY 25 x 25 mm z rozdzielczoscig 2nm

e Zakres pozycjonowania w osi Z 25 mm z rozdzielczo$cig 2nm. Czujnik pozycji
zintegrowany dla operacji zapetlonych

e Maksymalna predko$é przemieszczenia w osiach X lub Y Imm/s

e Maksymalny zakres przesuwu w osiach X lub Y 10mm

e Maksymalna czestotliwos¢ w trybie oscylacyjnym 300 Hz

e Maksymalna czestotliwos¢ petli sterowania nie mniej niz 5 kHz

e Maksymalna amplituda sity 200 mN

e Maksymalna amplituda przemieszczenia 5 um

e  Sztywno$c¢ > 1,2*¥10° N/m

Gtowica wyposazona w mikroskop optyczny oraz platforme antywibracyjng
umozliwiajgce prace poza komorg mikroskopu SEM.
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System wyposazony w dedykowane oprogramowanie, zainstalowane na osobnym
komputerze dotgczonym do zestawu dla kontroli gtowicy - mikro-pozycjonowania XYZ,
ustawied pomiaru, wykonania pomiaru, kontroli temperatury oraz przechowywania
danych. Wykresy kreslone sg w czasie rzeczywistym podczas wykonywanego badania
mechanicznego wraz z rejestrowanym obrazem z wybranych detektoréw mikroskopu
SEM . Oprogramowanie wyswietla wykresy: krzywa obcigzenie-przemieszczenie, sita-
czas, przemieszczenie-czas, ciggly pomiar sztywnosci w celu wykres$lenia profili
gtebokos$ci modutu sprezystosci i twardosci. Wyswietlane sg réwniez dane w sposdb
cigglty w celu monitorowania sygnatéw sity i przemieszczenia w czasie, takze
w momencie gdy nie jest prowadzony test. Oprogramowanie umozliwia tworzenie map
2D i 3D obliczonych wtasciwosci, mapy topografii powierzchni i mapowanie granicy
plastycznosci i odksztatcenia. Mozliwos¢ zautomatyzowanego generowania raportow
i eksportowania plikéw danych

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia wymagan okreslonych w Zatgczniku nr 1 do SWZ.

Uwaga!
Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig Specyfikacji
Warunkdéw Zamowienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

Strona 3z 3

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

02-668 Warszawa, al. Lotnikow 32/46, Tel.: +4822 5487816, 5487805| imif.lukasiewicz.gov.pl
AE:PL-32190-17732-FJIEG-29; e-mail: sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl

NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918, BDO: 000505091

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000865821

Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001



